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Одним из основных параметров оксидного катода (ОК), определяю­

щим его долговечность, является усредненное по рабочей поверхности 
значение работы выхода Ф электронов из оксидного слоя. Анализ (1) 
показал.что с величиной Ф связаны некоторые параметры т.н. токовых 
кривых, представляющих зависимость катодного тока электро­
вакуумного прибора (ЭВП) от времени, измеренных после включения 
накала (кривая нарастания) и его выключения (кривая спада). Такими 
параметрами, в частности, являются время tl достижения катодным 
током после включения накала уровня 5 мКа и время t2 спада катодно­
го тока J, предварительно прогретого катода, до уровня 0,5 1мах после 
выключения накала.

Неконтролируемый разброс рабочей температуры ОК сам по себе 
влияет на долговечность Ок и.кроме того,может влиять на параметры tl 
и t2. Для выявления такого влияния была исследована партия (69шт.) 
экспериментальных ЭВП, изготовленных в НИИ "Циклон" 
(г.Фрязино), содержащих стандартные сборки из 3-х катодно­
подогревательных узлов,модулирующих и ускоряющих электродов, 
применяемых в цветных кинескопах типа 61ЛК5Ц. Температура рабочей 
поверхности ОК измерялась при помощи микропирометра ВИМП-15. 
Параметры tl и 12 измерялись на токовых кривых, полученных с по­
мощью самописца Н338-4. Статистическая обработка полученных ре­
зультатов показала, что tl не зависит от рабочей температуры OK, a t2 
лштейно возрастает с ростом температуры. Таким образом, для оценки 
Ф можно пользоваться параметром tl.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОСТОЯННЫХ В ОБЛАСТИ ПРО­
ЗРАЧНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКА

Косгко В.С., Костко О.В.
Чтобы ответить на вопрос о практическом применении того или ино­

го материала дай целей фотографической промышленности в качестве 
светочувствительного слоя, необходимо провести тщательные измерения 
его оптических постоянных, а так же зависимости светочувствитель­
ности от толщины слоя, от частоты падающего света. Такие исследова­
ния оптическими методами целесообразнее всею проводить в области 
прозрачности полупроводника, чтобы не вносить изменений в исследуе­
мое вещество самим зондом.
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